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１．概要（Summary） 

微小対象物の操作方法の 1 つとして、マイクロマニピュ

レータを用いた手法が挙げられる。ガラスニードルやガラ

スプローブをエンドエフェクタとして利用し、細胞等を物理

的に把持・操作する手法である。しかし、マイクロスケール

下では重力よりも表面力が支配的になるため、対象物が

マニピュレータに付着し続けて解放されないという問題が

生じる。本研究では細胞付着を低減するマニピュレータ

の開発に取り組む。具体的な開発指針として、マニピュレ

ータ表面にナノスケールの凹凸加工を施行し、接触面積

を低減させることで付着力を低減させることとした。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクアライナー“MA-10” 

深掘りエッチング装置“RIE-400iPB-NP” 

リアクティブイオンエッチング装置“RIE-10NR-NP” 

【実験方法】 

マスクアライナーおよび深掘りエッチング装置を用いて、

ガラスニードルと同様の先端が細くなる形状を有する Si

製マニピュレータを製作する。次に、把持対象物との接触

面となるマニピュレータ表面上に、ナノスケール凹凸を加

工する。ナノスケール凹凸の加工にはリアクティブイオン

エッチング装置を用い、反応性ガスには CF4と O２の混合

ガスを用いることにした。 

また、製作したマニピュレータを用いて、細胞の付着率

調査を行った。細胞には直径約 20mのマウス繊維芽細

胞を用いた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

マイクロマニピュレータの概要図ならびに、実際に製作

した Si製マイクロマニピュレータの顕微鏡図をFig.1に示

す。また、凹凸加工前後のSEM画像をFig.2に示す。ナ

ノスケール凹凸は直径約 100-500nmで、1m2以内の領

域に平均約 10 個の凹みが形成されていた。また、ナノ凹

凸を有さないマニピュレータの非付着率は 6.25％であっ

たのに対し、ナノ凹凸を有するマニピュレータの非付着率

は 85.0%を示した。 

 

Fig.1 Fabrication results of micro-manipulator. 

 

Fig.2 SEM photos of surface. 

(A) without nano-bump(B) with nano-bump 
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